Optimierung einer Treatment-Unit von Dunnfilm-
Beschichtungsanlagen

Referent
Prof. Dr. Jiirgen
Prenzler

Korreferent
Dr. Gerhard Rizzo

SR

bach,

BrunoeStieger

Ausgangslage: Das Ziel der vorliegenden
Bachelorarbeit war es, eine Weiterentwicklung einer
Vorbehandlungs-Einheit fir die Wafer-Prozessierung
zu entwickeln.

Die Firma Evatec AG stellt Anlagen und Prozesse fiir
die Dinnfilm-Technologie her. Bei der Produktgruppe
CLUSTERLINE® 300 kénnen Wafer im Durchmesser
bis zu 12” geétzt und beschichtet werden. Bevor ein
Wafer, den &tz- und beschichtungs-Prozess
durchlauft, gibt es die Méglichkeit diesen
vorzubehandeln. In dieser Arbeit wird die
Vorbehandlung einer Ausgas-Einheit thematisiert.
Wie entwickelt man eine Einheit, welche in der
Beschaffung, in der Montage, beim Kunden im
Einsatz sowie auch in der Wartung bedienerfreundlich
ist? Die bestehende Anlage erflllt bisher nicht alle
Anforderungen, dies soll mit der vorliegenden Arbeit
geandert werden.

Vorgehen / Technologien: Die neu ausgearbeitete
Ausgas-Einheit wurde zuerst abstrahiert und in
Gesamt- und Teilfunktionen gegliedert.
Anschliessend wurden fir die jeweiligen
Teilfunktionen, welche die einzelnen Ziele beinhaltet,
verschiedene Varianten konzipiert. Uber eine
technisch-wirtschaftliche Bewertung wurde ein finales
Konzept ausgearbeitet, welches berechnet,
konstruiert sowie auch simuliert wurde.
Abschliessend wurde mittels der FMEA-Methode die
ausgearbeitete Konstruktion bewertet.

Fazit: Das Konzept der neuen Ausgas-Einheit
gewabhrleistet eine bessere Prozesssicherheit und die
Wartungsintervalle kénnen verlangert werden. Durch
diese Verbesserungen kann die gesamte Anlage bei
dem Kunden langer, ohne Wartungsunterbruch
betrieben werden.
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